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Przyrząd stanowiący przedmniot wynalazku, po¬
zwala na samoczynne dozowanie spirytusu lub in¬
nego płynu do odmrażania rur latarń gazowych
zamiast stosowanego obecnie ręcznego wlewania
spirytusu z bańki lub butelki do wyżej wymienio¬
nych rur.

Gaz, wypełniający miejską sieć gazową, zawiera
parę wodną która w okresie mrozów, skraplając
się, zamarza na wewnętrznej powierzchni rur,
poddafciych działaniu temperatury atmosfery.
W ten sposób rury latarń gazowych w miejscu
wynurzenia się na powierzchnię ziemi oibmarzają
wewnątrz, co zmniejsza ich przekroje robocze
a następnie powoduje przerwę w dopływie gazu
do palników latarnianych. Przez wlewanie do rur
spirytusu* który przy mieszaniu isię z wodą wy¬
dziela ciepło, i którego roztwór posiada wyższy
punkt krzepnięcia, odmraża się rury gazowe.

*) Właściciel patentu oświadczył, że twórcą wy¬
nalazku jest Ryszard Głowacki.

Na rysunku fig. 1 przedstawia widok boczny
głowicy la/tarni gazowej wraz z zainstalowanym
przyrządem według wynalazku, fig. 2 — widok
boczny samego przyrządu w większej skali, fig.
3 — przekrój osiowy przyrządu, a fig. 4 — je¬
go widok z góry.

Cylindryczny zbiornik A z pokrywą posiada
umieszczoną osiowo tulejkę, przez którą przewle¬
czony jest ruchomy trzepień h zakończony w gór¬
nej części siodełkiem dla obciążników regulują¬
cych K (fiiig. 1 i 3).

W środkowej części jest on zaopatrzony w na¬
krętkę membranową S, która dociska membranę
skórzaną H, zaś w części dolnej posiada dospa-
wane równoległe płytki G, zaopatrzone w skośny
wykrój prowadniczy.

Cylinder A jest osadzony na dolnej cyiindirrfcz-
nej części przyrządu, obejmującego komorę mem¬
branową M oraz komorę iglicową O.

Na dnie komory iglicowej O, zamocowań#j na
śruby, znaijdują się dwa wsporniki iglicowe F z ot-



worami, w których może przesuwać się iglica E,
zaostrzona w dwa kołeczki Ep prowadzone w
skośnych wykrojach prowadniczych płytek G.

Cylinder A połączony jest z komorą iglicową
0 za pomocą rurki B, kolanka C z wkręconą śru¬
bą regulującą D i nasadki wlewowej P, do której
dotyka ostrze iglicy E. W dnie komory iglicowej
1 na obwodzie dospawane rurki gazowe V i L,
umożŁiwiają podłączenie przyrządu do środko¬
wego i bocznego dopływu rurowego do latanina. „

Przyrząd dzdata w sposób opisany poniżej.

Po zdjęciu pokrywy i nalaniu do zbiornika A spi
rybusu, samoczynne działanie przyrządu zachodzi
w ten sposób, że pod wpływem (postępującego ob-
marzania rury dopływowej przekrój jej zmniejsza
się i ciśnienie gazu spada. Spadek ten udziela się
poprzez rurkę L lub L1 i komorę iglicową O mem¬
branie H, która opada na dół, pociągając za sobą
trzepień I wraz z płytkami G. Płaszczyzny wew¬
nętrzne wykroju skośnego płytek G naciskają na
kołek Ep iglicy E i odsuwają jej ostrze od wylotu
nasadki P, otwierając dirogę dopływu spirytusu ze
zbiornika A do komory iglicowej O i dalej do rur-
rek L lub L1, łączących się z główną rurą dopły¬
wową- Po odmrożeniu rury, proces postępuje w
odwrotnym kierunku. Ciśnienie gazu wzrasta
przymykając otwór nasadki P i przerywając do¬

pływ spirytusu, ściekającego ze zbiornika A do
komory iglicowej O i rurek L lub L\

Zastrzeżenia patentowe

1. Przyrząd do samoczynnego odmrażania rur
latarń gazowych przez wlewanie spirytusu do
zamrożonych rur dopływu gazowego, znamien¬
ny tym, że posiada membranę (H) poddawaną
działaniu ciśnienia roboczego gazu, osadzoną
na przesuwalnym osiowo trzpieniu (I), zaopa¬
trzonym w dolnej części w pfytkj (G) ze skoś¬
nymi wykrojami prowadniczymi, z którymi
współpracują kołeczki (Ep) iglicy (E) o ruchu
wzdłużnym prostopadłym do ruchu trzpienia
(I) służącej do zamykania i otwierania otworu
nasadki (P), doprowadzającej spirytus ze zbiór,
nika (A) do odmrażanych rur.

2, Przyrząd według zastrz, 1 znamienny tym, że
trzpień (l) jest zakończony w górnej części
siodełkiem do osadzania obciążników (K) słu¬
żących do nastawiania zespołu roboczego na żą¬
dane ciśnienie krytyczne gazu.
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